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I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0221U100857

Державний реєстраційний номер: 0116U005058

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-01-2021

II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 5
Назва етапу: Виявлення найбільш перспективних процесів поверхневого модифікування цирконію, титану
та їх сплавів, а також сталей обробкою потоками вакуумно-дугової плазми та оптимізація параметрів цих
процесів з метою забезпечення їх придатності до ефективного практичного застосування у сферах
енергетики (у тому числі - атомної), аерокосмічного та загального машинобудування, медицини

Початок етапу: 01.2020

Закінчення етапу: 12.2020

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національний науковий
центр "Харківський фізико-технічний інститут" Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 14312223

Місцезнаходження: вул. Академічна, 1, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61108, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Нацiональна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380573353530, 380573351688

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук
України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380442350981

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 6850



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Створення фундаментальних основ та дослідження процесів формування мікро- та нанокристалічних
поверхневих функціональних шарів шляхом іонно-плазмової обробки поверхні конструкційних матеріалів
для використання в новітніх розробках в атомній енергетиці та сферах енергетичного, авіакосмічного,
загального машинобудування та медицини

Назва роботи англійською:
Creating the fundamental of basics and research of the processes of formation micro- and nanocrystalline surface
functional layers by means of ionic-plasma processing surface constructional materials for use in the newest
development of the nuclear power and fields of energy, aerospace, general engineering and medicine

Реферат українською:
В рамках даної теми створена серія покриттів, процеси їх синтезу, досліджено стійкість покриттів на макетах
із цирконієвого сплаву в імітаційному середовищі в аварійних та робочих режимах роботи твелів, а в рамках
поточного року оптимізовано процеси синтезу покриттів із Cr, (Tі,Al)N, CrOx та ін. Одночасно проведено
оптимізацію складу та параметрів синтезу більш складних покриттів типу оксидів, нітридів на базі Ti, Zr, Cr
та їх поєднання. В результаті комплексного аналізу результатів роботи створено серію покриттів, які
характеризуються відносно низьким рівнем стискаючих напруг (більш пластичні, ніж за звичайних умов) та
малим розміром кристалітів (~ 10 нм). Оптимізовано параметри синтезу карбід-вуглецевих покриттів типу Ti-
Al-C. В результаті вдалося синтезувати серію покриттів, які характеризуються твердістю 12…30 ГПа, відносно
низьким модулем Юнга (149 – 349 ГПа), та хорошою зносостійкістю. Використання комплексного підходу
(об’єднання в одному процесі плазмо-фізичного та плазмо-хімічного методів), дозволило одержувати
алмазоподібні покриття з широким спектром фізико-механічних характеристик і налагодити процес синтезу
покриттів з необхідними для практичної реалізації параметрами. Доведено, що використання імпульсного
джерела живлення тліючого розряду дозволяє в 2 рази (до 3,7 мкм/год) підвищити швидкість синтезу
алмазних покриттів, а оптимізація частоти та скважності подачі імпульсів призводить до подальшого
зростання швидкості синтезу (до 7,5 мкм/год) та відповідного зменшення енергозатрат в 1,5 рази.

Реферат англійською:
Within the framework of this topic a series of coatings, processes of their synthesis were created, the stability of
coatings on models of zirconium alloy in simulation environment in accident and operating conditions of fuel rods
was investigated, and within the current year the processes of synthesis of coatings with Cr, (Ti,Al)N, CrOx and
others were optimized. Simultaneously, the composition and parameters of synthesis of more complex coatings
such as oxides, nitrides based on Ti, Zr, Cr and their combinations were optimized. As a result of a comprehensive
analysis of the results of the work, a series of coatings was created, which are characterized by a relatively low
level of compressive stresses (more plastic than under normal conditions) and a small size of crystallites (~ 10 nm).
The parameters of synthesis of carbide-carbon coatings of Ti-Al-C type are optimized. As a result, it was possible
to synthesize a series of coatings characterized by a hardness of 12… 30 GPa, a relatively low Young's modulus (149
- 349 GPa), and good wear resistance. The use of an integrated approach (combining plasma-physical and plasma-
chemical methods in one process) allowed to obtain diamond-like coatings with a wide range of physical and
mechanical characteristics and to establish the process of synthesis of coatings with the necessary parameters for
practical implementation. It is proved that the use of a pulsed power supply of a glow discharge allows 2 times (up
to 3.7 μm/h) to increase the synthesis rate of diamond coatings, and optimization of the frequency and duty cycle
of the pulses leads to a further increase in the synthesis rate (up to 7.5 μm/h) and corresponding reduction of
energy consumption by 1.5 times.

Індекс УДК: 620.17, 620.178
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Комплексна технологія іонно-плазмового азотування та нанесення
антифрикційних покриттів в одному технологічному процесі

Назва НТП англійською: Complex technology of ion-plasma nitriding and application of antifriction
coatings in one technological process

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Технології, Матеріали

Галузь застосування: Енергетичне машинобудування

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Комплексна технологія іонно-плазмового азотування та нанесення антифрикційних покриттів
в одному технологічному процесі для підвищення ресурсу роботи деталей системи паророзподілу турбін
виробництва ПАТ «Турбоатом».

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту, Поліпшення стану
навколишнього середовища, Зменшення зносу обладнання

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:
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Овчаренко Валерій Давидович
(к. ф.-м. н., 01.04.08)

Омаров Артур Омарович

Опалєв Олег Анатолійович

Решетняк Олена Миколаївна
(д. ф.-м. н., 01.04.07)

Стрельницький Володимир Євгенійович
(д. ф.-м. н., 01.04.07)

Толмачова Галина Миколаївна
(к. т. н., 01.04.07)

Ушаков Володимир Андрїйович
(к. ф.-м. н., 01.04.11)



Відповідальний за підготовку
облікових документів

 
Комар А.А.

Телефон   +38 (057) 335-63-87

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності


